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Hitsaussoihtu plasma-MIG hitsausta varten - Svetsbrdnnare f&r Plas-

ma -MIG-svetsning

Tdmd keksintd kohdistuu hitsaussoihtuun plasma~MIG hitsausta
varten, mihin sisdltyy kuoriosa kulumattomine elektrodeineen sekd
kosketinputki, tdmdn. kuoren edelleen sisdltdessd suuttimen plasman
ulostuloaukkoineen sekd liitdnndn plasmakaasun sydttdd varten. Kek-
gintd kohdistuu my®s kuoriosaan td#td hitsaussoihtua varten.

Kulumaton elektrodi ja kosketusputki hitsaussoihtua varten,
joka on tdtd tyyppid, mikd tunnetaan jo Ison-Britannian patentti-
julkaisusta 1 338 866, on jdrjestetty yhteiseen kammioon niin ldhelle
kuin mahdollista toinen toistaan, jotta saatettaisiin minimiinsd
sivuttaissuuntaiset mitat hitsaussoihdussa. Tdmd tunnettu soihdun ra-
kenne omaa sen haittapuolen, ettd etdisyyden toiselta puolen koskemsput-
ken ja toiselta puolen plasman ulostuloaukon sekd kulumattoman elekt-
rodin vdlilld tdytyy pysyd suhteellisen suurena, jotta voitaisiin
estdd kosketusputken ylikuumentuminen sdteilyn vaikutuksesta kulumatto-
masta elekfrodista. Edelleen johtuen suhteellisen suuresta etdisyydes-
td kosketusputken ja plasman ulostuloaukon vdlilld minimietdisyys gli

~ulottuvuus hitsauslangalle on my8s suhteellisen suuri. Langan ulot-



tuma on ymmdrrettdvd tarkoittamassa etdisyyttd kosketugiitken ja hit-
sauslangan vapaan pddn vdlilld. On havaittu, ettd positiivisen napai-
suuden tapauksessa kulumattoman elektrodin ja hitsauslangan vdlilld
virran intensiteetin siirtymdarvo, missd MIG valokaaren py&riminen ta-
pahtuu kuten kyseisesséd Brittildisessd patenttijulkaisussa 1 338 866
on kuvattu pienentyy langan ulottuman lisddntyessd. Tiettyjd sovellu-
tuksia varten on kuitenkin suurempi virran intensiteetin siirtymdarvo
ja tédmin johdosta lyhyempi langan ulottuma toivottava.

Sitd paitsi suhteellisen suuresta etdisyydesd huolimatta kulu-
mattoman elektrodin ja kosketinputken vd1lilld mahdollisuus suuren
taajuuden ylilydntiin kulumattoman elektrodin, ja kosketinputken vdlilld
kun plasman valokaarta sytytetd#in on edelleen olemassa, kéyténﬁéssé
tdm4 usein aikaansaa vaurioita niin kulumatmmalle elektrodille kuin
kosketinputkelle,

Keksinn&n tarkoituksena on aikaansaada hitsaussoihtu plasma
MIG hitsausta varten, joka ainakin lieventdd nditd haittapuolia. Tdté4
tarkoitusta varten tdmdn keksinndn mukainen hitsaussoihtu on tunnet-
tavissa siitd, atd kulumaton elektrodi ja kosketinputki on jdrjestetty
erillisiin soliin tdssd kuoressa, ndiden solien ollessa erossa
toinen toisistaan vdliseindn avulla. Tdmdn vdliseindn ansiosta et&i-
syys kulumattoman elektrodin ja kosketinputken v&d1illd sekd etdisyys
kosketinputken ja plasman ulostuloaukon v&1illd ja tédmdn johdosta hit=-
sauslangan ulottuman suuruus on pienennettdvissd, tdmdn vdliseindn
Sudjatessa kosketinputkea ldmpdsdteilyltd kulumattomasta elekrodista.
Edullisimmin on kotelo eli kuori varustettu ontelolla vdliseindmdn
vieressd, minkd avulia vdliseindd voidaan jddhdyttdd.

Tdmdn keksinndn mukaisen hitsaussoihdun edullisena pidetyssd
suoritusmuodossa kuoriosa muodostuu yhdestd ainoasta kappaleesta kupa-
ria. Seurauksena tdstd voidaan toteuttaa yksinkertainen soihdun rakenﬁe,
suuren taajuuden purkaukset kulumattoman elektrodin ja kosktinputken
vdlilld voidaan estdd yksinkertaisesti maadoittamalla vdliseindmd kon-
densaattorin vdlitykselld. Koko soihdun jddhdyttdmistd varten on riit-
tdvdd jddhdyttdd pelkdstddn kuparista kuoriosaa edullisimmin kuitenkin
ainakin vdliseindmdn alueelta,

Vield erddssid toisessa edullisena pidetyssd suoritusmuodossa
tdmidn keksinnén mukaisesta hitsaussoihdusta suutin on myds muodostet-
tu kyseiseamn kuparikappaleeseen. Tdten saavutetaan hyvin pienikokoinen
soihdun rakenne, missd kuoriosa ja suutin muodostavat homogeenisen

integroidun yksikén. Edullisen ldmm&én johtavuuden ominaisuuksien
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ansiosta kuparissa voidaan sitd paitsi suuttimen erillinen j&&dhdyttdmi-
nen jdttdd pois.

Tamin keksinndn erddn toisen suoritusmuodon mukaisesti on saa-
tu kuoriosa plasma MIG hitsaussoihtua varten, jossa kuoriosassa on
tietty kulkusola sen ldpi mihin sopii kulumaton elektrodi ja toinen
erillinen kulkusola sen 1ldpi mihin sopii ainakin pddtyosa kosketus-
putkesta, ndiden kahden kulkusolan ollessa erilldidn toisistaan vdli-
seindmidn avulla ja sijaitsee kuoriosassa ontelo vdliseindmdn ldheisyy-
dessd, minkd avulla tdtd vdliseindmdd voidaan jddhdyttda.

Timdn keksinndén suoritusmuotoja tullaan nyt kuvaamaan yksi-
tyiskohtaisesti viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa:

kuvio 1 on pitkittidissuuntainen leikkauskuvanto erddstd hit-
saussoihdun suoritusmuodosta tdminkeksinndn mukaan,

kuvio 2 on pitkittdissuuntainen leikkauskuvanto hitsaussoihdun
kuoriosasta otettuna pitkin viivaa IT - II kuviossa 1,

kuvio 3 on pitkittdissuuntainen leikkauskuvanto hitsaussoih-
dun erdidn toisen suoritusmuodon kuoriosasta.

Kuvion 1 mukainen hitsaussoihtu 1 sisdltd44 kuoriosan 3, langan
ohjaimen 5 ja kulumattoman elektrodin 7. Kuoressa 3 on oleellisesti
pybrityssymmetrinen rakenne ja se on valmistettu yhdestd ainoasta
" kappaleesta kuparia, mihin on muodostettu kammio 11, keslisontelo 13,
sola 15, kehdmidinen jd&hdytyskammio 17 ja kehdrenkaan muotoinen sola
19 suojakaasua varten. Kuparinen suutin 21 jdrjestettynd plasman ulos-
tuloaukkoon 23 on asennettuna koteloon 3. Jiddhdytyskammio 17 suljetaan
tiivistysrenkaalla 25, mik& on jdrjestetty suuttimen ja kuoriosan vdliin?
Renkaanmuotoinen aukko 27 peitteen 29 sisemmdn kehdviivan ja kuoriosan
ulomman kehdviivan sekd suuttimen v&1illd on yhteydessd rengasmai-
seen solaan 19 aukkojen 31 vdlitykselld. Solan 15 tehtdvdnd on inertin
plasmakaasun, esim. argonin sydttdminen yhteyden 33 ja kaasun diffu- .
soijan 35 kautta suuttimeen 21. '

Kulumaton elektrodi 7 muodostuu kuparisesta pitimestd 37 sekd
volframielektrodista 39, mitd plasman valokaari kuormittaa. Pidin 37
on kiinnitetty kytkevdn mutterin 41 avulla holkkiin 43 sdhkdd eris-
tdvdstd aineesta, mikd on kiinnitetty kammioon 11 siten, ettd tihdn
kammioon muodostuu rengasmainen sola 45. Holkissa 43 olevien porauk-
sien 47 ja solien 49, 51, 53 ja 55 avulla tdmd sola 45 on yhteydes-
sd solan 15 kanssa, mikd toimii plasmakaasun sydttdnd.

Langan ohjain 5 muodostuu ohjainputkesta 57 sekd kosketusput-
kesta 59, miktd on kiinnitetty kuoriosan sdidtdonteloon 13 pitimelld

.



61 valmistettuna sdhk®3 eristividstd aineesta. Kosketinputki 59 itses-
sddn on eristetty kuoriosasta holkin 63 avulla valmistettuna synteetti-
sestd aineesta. Kulumattoman elektrodin pidin 37 ja ohjainputki 57 on
varustettu liitdnndn kytkinnavoilla 65 ja vastaavasti 67, jotta se
voitaisiin liittdd kuviossa esittadmdttémiin tehon sydttdldhteisiin.

Kuvio 2 on pitkittdissuuntainen leikkauskuvanto kuoresta 3 otet-
tuna pitkin viivaa II-II kuviossa 1. Kehdminen jd&hdytyskammio 17
on yhteydessd solien 69 ja 71 kanssa jddhdyttdvdn veden sydttdd ja
poistoa varten. Kehd&mdinen sola 19 on yhteydessd syétéésolien 73
kanssa suojakaasun sydttdd varten.

Keksinnén mukainen hitsaussoihtu 1 on selvésti tunnettavissa
‘kuparisesta vdliseindstd 75, mikd muodostaa vdliseindmin kammion 11,
mihin kulumaton elekfrodi 7 on jé&rjestetty ja ontelon 13 v&liin,
mihin kosketusputki 59 on sovitettu. Plasma-MIG hitéausmenettelyn peri-
aate tunnetaan mm. jo mainitusta Brittildisestd patenttijulkaisusta,
eikd tdtd perilaatetta tulla tidssi patenttiselityksessd erittelemididn.

Kuvio 3 esittdd kuoriosan vield erddstd toisesta suoritusmuodos-
ta hitsaussoihtua tdmdn keksinndén mukaan. Kuoriosa 103 tdssd hitsaus-
soithdussa on voitu valmistaa hyvin yksinkertaiseksi ja rakenteeltaan
pienikokoiseksi, koska kuoriosa samoin kuin my®ds suutin 121 on val-
mistettu yhdestd ja samasta kuparikappaleesta ja muodostavat homogee-
nisen integroidun yksikdn. Tdmdn suoritusmuodon kuoricsa sisdltdi
kammion 111, mihin kulumaton elektrodi tulee jdrjestdd ja mikd myds
toimii plasmakaasun sy&ttdnd ja on yhteydessd plasman ulostuloaukon 123
sekd keskiontelon 113 kanssa mihin kosketuputki tulee. Kuoriosan pien- ..
ten mittojen Jjohdosta jé&hdytystarpeet voidaan tyydyttdd porauksen 117
avulla, mikd toimii j&d&hdytyskammiona. Rengasmainen sola 119 toimii
suojakaasun sy&ttdd varten, mikd tuodaan rengasmaiseen solaan 119
samanlaiseen tapaan kuin mit4d kdytettiin jo aikaisemmin kuvatussa suQ-
ritusmuodossa. Kammio 111 kulumatonta elektrodia varten ja koske-
tusontelo 113 kosketusputkea varten on jdlleen eroitettu toisistaan
kuparisella vdliseindlld 175 tdssdkin suoritusmuodossa. Kulumaton
elektrodi ja kosketusputki on voitu kiinnittdd kuoriosaan samaan ta-

paan kuin ensimmdisessd suoritusmuodossa tai jollain muulla sindnsd

tunnetulla tavalla.
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Patenttivaatimukset:

1. Hitsaussoihtu plasma-MIG hitsausta varten sisidltden kuori-
osan kulumattomine elektrodeinﬁen sekd kosketinputken, tdmdn kuoriosan
edelleen sisdltdessd suuttimeqplasman ulostuloaukkoineen sekd liitdn-
ndn plasmakaasun syottdd varten, t unn e t tu siitd, ettd kulu-
maton elektrodi ja kosketinputki on jérjestetty kuoriosassa oleviin
erillisiin tiloihin, Jja ettd nditd tiloja eroittaa toisistaan vdli-
seindmd,

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen hitsaussoihtu, t u nn e t-

t u siitd, ettd kuoriosa on varustettu vdliseindmdn vieressd
ontelolla, minkd avulla vdliseindmdd voidaan jddhdyttdd.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen hitsaussoihtu, t u n-
n et tu siitd, ettd kuoriosa muodostuu yhdestd ainoauta kappaleesta
kuparia.

4, Paenttivaatimuksen 3 mukainen hitsaussoihtu, t un n e t tu
siitd, ettd suutin muodostetaan kyseiseen kuparikappaleeseen.

5. Plasma-MIG hitsauksen hitsaussoihtuun, t un n e t tu
siitd, ettd se on oleellisesti oheisessa kuvioissa 1 ja 2 kuvatun
mukainen tai kuviossa 1 kuvatun mukainen muunnettuna kuvion 3 mukai-
sestl oheisessa piirustuksessa.

6. Kuoriosa jonkin edelld olevan patenttivaatimuksen mukaiseen
hitsaussoihtuun plasma-MIG hitsaussoihtua varten, minkd kuoriosassa on
tietty sola sen kautta kulumattoman elektrodin vastaanottamiseksi,
toinen erillinen kulkuaukko sen 1ldpi vdhintdin kosketinputken tietyn
pddtyosan vastaanottamiseksi, t unne t tusiitd, ettd nditd kahta
kulkuaukkoa eroittaa toisistaan vdliseindmd ja ettd tdmdn vdliseind-
midn vieressd kuoriosassa on ontelo, minkd avulla vdliseinmid voidaan}
jaghdyttds.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen kuoriosa, t unn e t tu
siitd, ettd se on muodostettu yhdestd ainoasta aineskappaleesta.

8. Paenttivaatimuksen 7 mukainen kuoriosa, t unne t t u
siitd, ettd suutin muodostaa osan edell@mainitusta yhdestd ainoasta
aineskappaleesta.

9. Patenttivaatimuksien 7 tai 8 mukainen kuoriosa, t unn e t-

t u siitd, ettd aines on kuparia.



10. Kuoriosa plasma-MIg hitsaussoihtua varten, t un n e t tu
siitd, ettd se on oleellisesti sen mukainen mitd edelld on theisiin
piirustuksiin kuvioon 2 tai kuvioon 3 viitaten kuvattu.

11. Plasma-MIG hitsaussoihtu, t unn e t tu siitd, ettd
se on varustettu minkd tahansa patenttivaatimuksien 6 - 9 mukaisella

kuoriosalla.
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Patentkrav:

1. Svetsbréinnare for plasma-MIG-svetsning, omfattande ett
htlje med med en icke-smdltbar elektrod och eti kontaktror jéhte_
ett munstycke med en plasmabppning och en anslutning fir tillfdr-
sgl av plasmagas, k @& nne t ec k nad dérav, att elektroden
och kontaktréret &r anordnade i separata kanaler i hdljet och att
kanalerna ar atskilda medelst en skiljeviagg.

2. Brénnare enligt patentkravet 1, k @ nnetecknad
dérav, att héljet &r forsett med ett hdlrum i ndrheten av skilje-

vidggen,medelst vilket vaggen &r kylbar.
3. Brédnnare enligt patentkravet 1 eller 2, k @ nnetec k-

n a d dérav, att hdljet bestar av ett enda stycke av koppar.
4, Brannare enligt patentkravet 3, k @8 nnetecknad
ddrav, att munstycket &r utformat i kopparstycket.
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